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LETTERS 

Optimizing charge neutralization for a magnetic sector SIMS instrument in negative
mode
Alexander L. Pivovarov and Georgiy M. Guryanov
J. Vac. Sci. Technol. A 30, 040601 (2012); http://dx.doi.org/10.1116/1.4719960

 V IEW DESCRIPTION

Selective chemical etch of gallium nitride by phosphoric acid
Chongmin Lee, Jennifer K. Hite, Michael A. Mastro, Jaime A. Freitas Jr., Charles R. Eddy
Jr., HongYeol Kim and Jihyun Kim
J. Vac. Sci. Technol. A 30, 040602 (2012); http://dx.doi.org/10.1116/1.4719528

 V IEW DESCRIPTION

Effect of ptype doping on the oxidation of H–Si(111) studied by secondharmonic
generation
Bilal Gokce, Daniel B. Dougherty and Kenan Gundogdu
J. Vac. Sci. Technol. A 30, 040603 (2012); http://dx.doi.org/10.1116/1.4721329

 V IEW DESCRIPTION

Evaporationassisted highpower impulse magnetron sputtering: The deposition of
tungsten oxide as a case study
Axel Hemberg, JeanPierre Dauchot, Rony Snyders and Stephanos Konstantinidis
J. Vac. Sci. Technol. A 30, 040604 (2012); http://dx.doi.org/10.1116/1.4722728

 V IEW DESCRIPTION

Characterization of geometrical factors for quantitative angleresolved photoelectron
spectroscopy
Eugenie Martinez, Alberto HerreraGomez, Mickael Allain, Olivier Renault, Alain Faure,Amal
Chabli and Francois Bertin
J. Vac. Sci. Technol. A 30, 040605 (2012); http://dx.doi.org/10.1116/1.4723827

 V IEW DESCRIPTION

Nanopillar ITO electrodes via argon plasma etching
Jaron G. Van Dijken and Michael J. Brett
J. Vac. Sci. Technol. A 30, 040606 (2012); http://dx.doi.org/10.1116/1.4729592

 V IEW DESCRIPTION

REVIEW ARTICLE 

Pulsed highdensity plasmas for advanced dry etching processes
Samer Banna, Ankur Agarwal, Gilles Cunge, Maxime Darnon, Erwine Pargon and Olivier
Joubert
J. Vac. Sci. Technol. A 30, 040801 (2012); http://dx.doi.org/10.1116/1.4716176

 V IEW DESCRIPTION

http://scitation.aip.org/content/avs/journal/jvsta/30/4/10.1116/1.4729592
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0806989
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http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0281405
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0397175
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0062867
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0289103
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0327312
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0289101
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0115357
http://dx.doi.org/10.1116/1.4729592
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0070972
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0190814
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0289110
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0430671
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0788889
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0981085
http://dx.doi.org/10.1116/1.4719528
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0631985
http://dx.doi.org/10.1116/1.4722728
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0410381
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0382934
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0062556
http://scitation.aip.org/content/avs/journal/jvsta/30/4/10.1116/1.4722728
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0373168
http://scitation.aip.org/content/avs/journal/jvsta/30/4/10.1116/1.4716176
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0360311
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0411577
http://scitation.aip.org/rss/content/avs/journal/jvsta/latestarticles?heading1=Review+Article&fmt=rss
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0357732
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0415476
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0069823
http://scitation.aip.org/content/avs/journal/jvsta/30/4/10.1116/1.4723827
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0115354
http://dx.doi.org/10.1116/1.4716176
http://dx.doi.org/10.1116/1.4719960
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0063198
http://scitation.aip.org/content/avs/journal/jvsta/30/4/10.1116/1.4719528
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0327865
http://scitation.aip.org/content/avs/journal/jvsta/30/4/10.1116/1.4721329
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http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0981488
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Status and prospects of Al2O3based surface passivation schemes for silicon solar
cells
G. Dingemans and W. M. M. Kessels
J. Vac. Sci. Technol. A 30, 040802 (2012); http://dx.doi.org/10.1116/1.4728205

 V IEW DESCRIPTION

PLASMA SCIENCE AND TECHNOLOGY 

Dry etching characteristics of TaN absorber for extreme ultraviolet mask with Ru
buffer layer
Wanjae Park, Ohyung Kwon, KiWoong Whang and Jeongyun Lee
J. Vac. Sci. Technol. A 30, 041301 (2012); http://dx.doi.org/10.1116/1.4718420

 V IEW DESCRIPTION

Comprehensive computer model for magnetron sputtering. I. Gas heating and
rarefaction
Francisco J. Jimenez and Steven K. Dew
J. Vac. Sci. Technol. A 30, 041302 (2012); http://dx.doi.org/10.1116/1.4712534

 V IEW DESCRIPTION

Damage by radicals and photons during plasma cleaning of porous lowk SiOCH. I.
Ar/O2 and He/H2 plasmas
Juline Shoeb, Ming Mei Wang and Mark J. Kushner
J. Vac. Sci. Technol. A 30, 041303 (2012); http://dx.doi.org/10.1116/1.4718444

 V IEW DESCRIPTION

Damage by radicals and photons during plasma cleaning of porous lowk SiOCH. II.
Water uptake and change in dielectric constant
Juline Shoeb and Mark J. Kushner
J. Vac. Sci. Technol. A 30, 041304 (2012); http://dx.doi.org/10.1116/1.4718447

 V IEW DESCRIPTION

Role of surface temperature in fluorocarbon plasmasurface interactions
Caleb T. Nelson, Lawrence J. Overzet and Matthew J. Goeckner
J. Vac. Sci. Technol. A 30, 041305 (2012); http://dx.doi.org/10.1116/1.4729445

 V IEW DESCRIPTION

Nanostructuring of molybdenum and tungsten surfaces by lowenergy helium ions
Gregory De Temmerman, Kirill Bystrov, Jakub J. Zielinski, Martin Balden, Gabriele
Matern,Cecile Arnas and Laurent Marot
J. Vac. Sci. Technol. A 30, 041306 (2012); http://dx.doi.org/10.1116/1.4731196

 V IEW DESCRIPTION
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http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0137193
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0981258
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0397049
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SURFACES 

Tracking electroninduced carbon contamination and cleaning of Ru surfaces by Auger
electron spectroscopy
Aloke Kanjilal, Mark Catalfano, Sivanandan S. Harilal, Ahmed Hassanein and Bryan Rice
J. Vac. Sci. Technol. A 30, 041401 (2012); http://dx.doi.org/10.1116/1.4718426

 V IEW DESCRIPTION

Effect of surface contamination on electron tunneling in the high bias range
Hailang Qin, Kuan Eng Johnson Goh, Michel Bosman, Xiang Li, Kin Leong Pey and Cedric
Troadec
J. Vac. Sci. Technol. A 30, 041402 (2012); http://dx.doi.org/10.1116/1.4721640

 V IEW DESCRIPTION

Photoemission band mapping with a tunable femtosecond source using nonequilibrium
absorption resonances
Mehmet B. Yilmaz, Jerry I. Dadap, Kevin R. Knox, Nader Zaki, Zhaofeng Hao, Peter D.
Johnson and Richard M. Osgood Jr.
J. Vac. Sci. Technol. A 30, 041403 (2012); http://dx.doi.org/10.1116/1.4725477

 V IEW DESCRIPTION

In situ laser processing in a scanning electron microscope
Nicholas A. Roberts, Gregory A. Magel, Cheryl D. Hartfield, Thomas M. Moore, Jason D.
Fowlkes and Philip D. Rack
J. Vac. Sci. Technol. A 30, 041404 (2012); http://dx.doi.org/10.1116/1.4731254

 V IEW DESCRIPTION

THIN FILMS 

Atomic layer deposited iridium oxide thin film as microelectrode coating in stem cell
applications
Tomi Ryynänen, Laura YläOutinen, Susanna Narkilahti, Jarno M. A. Tanskanen, Jari
Hyttinen, Jani Hämäläinen, Markku Leskelä and Jukka Lekkala
J. Vac. Sci. Technol. A 30, 041501 (2012); http://dx.doi.org/10.1116/1.4709447

 V IEW DESCRIPTION

Characterization studies of aluminum oxide barrier coatings on polymeric substrates
Carolin F. Struller, Peter J. Kelly, Nick J. Copeland and Christopher M. Liauw
J. Vac. Sci. Technol. A 30, 041502 (2012); http://dx.doi.org/10.1116/1.4709451

 V IEW DESCRIPTION
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http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0981179
http://scitation.aip.org/rss/content/avs/journal/jvsta/latestarticles?heading1=Thin+Films&fmt=rss
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0268305
http://dx.doi.org/10.1116/1.4718426
http://scitation.aip.org/search?value1=Cedric+Troadec&option1=author&option912=resultCategory&value912=ResearchPublicationContent
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0981159
http://scitation.aip.org/content/avs/journal/jvsta/30/4/10.1116/1.4721640
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0284429
http://scitation.aip.org/content/avs/journal/jvsta/30/4/10.1116/1.4718426
http://scitation.aip.org/content/avs/journal/jvsta/30/4/10.1116/1.4725477
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0284427
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0981110
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0793064
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0473961
http://dx.doi.org/10.1116/1.4721640
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0981158
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0172412
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http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0125327
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0473464
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0981113
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0981178
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0981116
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http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0981112
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0981181
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0070184
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http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0981114
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0334489
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0981141
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http://scitation.aip.org/rss/content/avs/journal/jvsta/latestarticles?heading1=Surfaces&fmt=rss
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0330313
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0403966
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0981111
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http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0981182
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0981140


2015/3/13 Journal of Vacuum Science & Technology A  Volume 30, Issue 4

data:text/html;charset=utf8,%3Cul%20class%3D%22flat%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%207px%207px%207px%200px%… 1/3

THIN FILMS 

Initiatedchemical vapor deposition of organosilicon layers: Monomer adsorption, bulk
growth, and process window definition
Gianfranco Aresta, Jurgen Palmans, Mauritius C. M. van de Sanden and Mariadriana
Creatore
J. Vac. Sci. Technol. A 30, 041503 (2012); http://dx.doi.org/10.1116/1.4711762

 V IEW DESCRIPTION

In/ITO whisker and optoelectronic properties of ITO films deposited by ion beam
sputtering
JungHsiung Shen, SungWei Yeh and Lay Gaik Teoh
J. Vac. Sci. Technol. A 30, 041504 (2012); http://dx.doi.org/10.1116/1.4716468

 V IEW DESCRIPTION

Laboratory investigations of irradiated acetonitrilecontaining ices on an interstellar
dust analog
Ali G. M. Abdulgalil, Demian Marchione, Alexander RosuFinsen, Mark P.
Collings andMartin. R. S. McCoustra
J. Vac. Sci. Technol. A 30, 041505 (2012); http://dx.doi.org/10.1116/1.4716463

 V IEW DESCRIPTION

Cross characterization of ultrathin interlayers in HfO2 highk stacks by angle resolved
xray photoelectron spectroscopy, medium energy ion scattering, and grazing
incidence extreme ultraviolet reflectometry
Matus Banyay, Larissa Juschkin, Eric Bersch, Daniel Franca, Michael Liehr and Alain
Diebold
J. Vac. Sci. Technol. A 30, 041506 (2012); http://dx.doi.org/10.1116/1.4718433

 V IEW DESCRIPTION

Influence of gamma irradiation on the CV characteristics of the Al/SiNx/Si MIS
capacitors
Evrin Tugay, Ercan Yilmaz and Rasit Turan
J. Vac. Sci. Technol. A 30, 041507 (2012); http://dx.doi.org/10.1116/1.4720351

 V IEW DESCRIPTION

Oxidation resistance of quintuple TiAlSiCN coatings and associated mechanism
Guizhi Wu, Shengli Ma, Kewei Xu, Vincent Ji and Paul K. Chu
J. Vac. Sci. Technol. A 30, 041508 (2012); http://dx.doi.org/10.1116/1.4721376

 V IEW DESCRIPTION

Cooling effect of nanoscale Bi2Te3/Sb2Te3 multilayered thermoelectric thin films
Mardecial Hines, Joshua Lenhardt, Ming Lu, Li Jiang and Zhigang Xiao
J. Vac. Sci. Technol. A 30, 041509 (2012); http://dx.doi.org/10.1116/1.4725483

 V IEW DESCRIPTION
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